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図5.1

　（Caption: 図5.1 (a) 直交偏光子法の概略図。L：光源、P：偏光子、S：試料、A：検光子、D：検出器 (b) 直交偏光子法における検出器出力の磁界強度依存性）
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図5.2
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(Caption: 図5.2 回転偏光子法の説明図。P：回転偏光子(方位角(p)、S：試料(ファラデー回転(F)、A：検光子、D：検出器(出力ID))

図5.3

Caption: 図5.3 振動検光子法の説明図。P：偏光子、S：試料、A：回転検光子、D：検出器。
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図5.4

Caption：図5.4 ファラデー変調器法の模式図。P：偏光子、S：試料、A：検光子、D：検出器
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図5.5

Caption: 図5.5 λ/4波長板を用いて楕円率が測定できることの原理図
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図5.11 回折格子分光器の分光能率23)





図5.10 ワイヤグリッド偏光子の模式図





図5.9 キセノンランプの分光強度分布17)





図5.8 ハロゲンランプの分光強度分布16)





図5.14 半導体光検出器の分光感度曲線








図5.13 光電子増倍管(PMT)の分光感度特性27)








図5.12 高次光遮断フィルターの分光透過特性24,25)








図5.17 磁気光学スペクトルの解析手順(Fe7Se8を例として) 





図5.16 磁気光学スペクトル測定系の模式図





図5.15磁気光学効果測定系の光学配置　(a) 極カー効果　(b)縦カー効果
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図5.18 PEMを用いた磁気複屈折測定装置31)








図5.7 光学遅延変調法により回転角と楕円率が測定できることの説明図11)








図5.6 光学遅延変調法の説明図
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